
THERS  Innovation Core Facility Station
全学技術センター共用設備機器

利用可能時間

設置場所

終日 (土日祝含む)

工学部 1号館  109室

その他

※1時間当たり利用料金

詳細は担当者にお問合せ下さい

直接 　　　依頼 

機構外 ￥36,200 ￥22,400 

工学部 ￥4,000 ￥1,800 

機構内 ￥7,400 ￥3,500 

+ 技術料

装置概要

講習会受講と利用者登録が必要です

担当職員による受託測定も可能です

利用条件

本装置は軟X線 (Al Kα線) と硬X線 (Cr Kα線)
の２種類の単色化線源を用いて、試料表面
の元素組成や化学構造の分析が行えます。
検出の深さは表面からAl 線で数nm、Cr 線
で10～数十nmです。X線照射により表面
から飛び出した電子を、X線を走査しなが
ら検出することでSEM様画像を取得でき、
分析箇所を特定できます。Arモノマーイオ
ン/Ar ガスクラスターイオン銃を用いた深
さ方向分析やトランスファーベッセルを用
いた大気非暴露分析、マッピング分析も可
能です。自動中和補正機能により、絶縁物
表面の帯電を容易に除去できるため、金属
材料だけでなく、高分子材料など多くの材
料の分析に利用できます。
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